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5 Schleusensystem £ur eine Vakuuznanlage 



Die Erfindimg betrif f t Schleusensystem ftir eine Vakuumbeschich- 
tungsanlage zum Beschichten von Sxibstraten, die in einer Trans- 
portrichtung durch die Valcuiambeschichtiongsanlage bewegbar sind, 
10 itiit ein- iind ausgabeseitig jeweils einer Vorvakuutnschleusenkam- 
mer lond einer an eine Beschichtnngskammer angrenzende Transfer- 
kammer, wobei in Transportrichtung vor der eingabeseitigen und 
in Transportrichtung nach der ausgabeseitigen Trans ferkainmer 
ein Feinvakuum einstellbar ist, 

15 Schleusensysteme fur Vakuumbeschichtungsanlagen dieser Art sind 
vornehmlich ira industriellen Einsatz an In-line- 
GroSf lachenbeschichtungsanlagen fiir zum Beispiel Flachglassub- 
strate zu finden, Der ubliche Aufbau des beidseitig der Be- 
schichtungskammem angegliederten Schleusensystems ist in einem 

20 Schema einer Durchlauf schleusenanlage zum Beschichten von Ar- 
chitekturglas in „ Vakuumtechnik- Grundlagen und Anwendungen"' 
V. Pupp/ Hartmann, Carl Hanser Verlag auf S. 426 dargestellt. 
Das Schleusensystem besteht ubliche3rweise aus einer Vorvakuum- 
schleusenkammer , einer Feinvaku-umschleusenkammer und einer 

25 Transf erkammer . Gegebenenf alls sind weitere Feinvakuumschleu- 
senkammern mit prozessvorbereitenden und druckstabilisierenden 
Funktionen zwischen Vorvakuumschleusenkammer land der Transfer- 
kammer zwischengeschaltet . In der eingabeseitigen Vorvakuum- 
schleusenkammer, in der die Substrate der Vakuinribeschichtungs- 

30 anlage zugefuhrt werden, -und analog in der ausgabeseitigen Vor- 
vakuumschleusenkammer wird ein Vorvakuumdruck mit einem Druck- 
bereich von ca. 10"^ bar erzeugt. Ublicherweise geschieht das 
mittels eines an die Vorvakuumschleusenkammer angeschlossenen 
VorvakuumpumpsystemS/ bestehend aus einer Walzkolbenpumpe, 
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auch Rootspvirape genaimt, der atmospharenseitig eine Drehschei- 
benpuiope als Vorpumpe in Reihe vorgeschaltet ist. 

Die Feinvakuiamschleusenkammer dient als weitere Druckstufe md 
Druckpuffer zur Druckstabilisiervmg. Hier wird ein Zwischenva- 
kuuun mit einem Druck, der zwischen dem Vorvakuumdruck und dem 
Hoctivakuumdruck liegt, jedoch dem jeweiligen Prozessvakuumdruck 
der BescliichtiangskainmerTa nahe kommt, von beispielsweise ca. 
10-^ bar, erzeugt,. Ublicherweise warden hierbei ein oder meh- 
rere Pumpensysteme entsprechend der Bauart des Vorvakuumpump- 
systems in passender Leistung an die Feinvakuumschleusenkammer 
anseschlossen. In der Trans ferkainmer, die jeweils an die in 
Transportrichtung erste und letzte Beschichtungskammer direkt 
angrenzt, werden die Substrate zur Ubergabe in die erste Be- 
sctiichtungskaminer vorbereitet bzw. aus der let z ten Bescliich- 
txingskammer ausgeleitet. Dort wird ein Feinvakuumdruck gehal- 
ten, der den eigentlichen Prozessvakuiomdruck von ca. 10"* bis 
10-^ bar erreicht hat. Dazu werden iiblicherweise mehrere paral- 
lel geschaltete Turbomolekularpumpen an die Trans ferkainmer an- 
geschlossen, denen atmospharenseitig eine Vorpumpe oder auch 
eine Rootspumpe kombiniert mit einer Vorpumpe in Reihe vorge- 
schaltet sind. Alle Schleusenkammern des Schleusensys terns sind 
untereinander wie auch atmospharenseitig und prozessseitig 
durch Schleusenventile vaku\amtechnisch getrennt. 

An das Schleusensystem werden zunehmend hohe Anforderungen hin- 
sichtlich zu verkCLrzender Takte der Gesamtschleusenzeit ge- 
stellt, da das Bestreben zunehmend darin besteht, die Taktzei- 
ten von vakuumbeschichtungsanlagen zu kiirzen. Die Taktzeiten 
werden bestimmt durch Evakuierungszeiten, Beschichtungszeiten 
unci Nebenzeiten, das heiSt Zeiten fOr den Transport des Sub- 
strates durch die Schleusenkammer und die SchleusenventilSf f- 
nxxngs- und SchlieSzeiten. Dabei nehmen die Nebenzeiten einen 
erheblichen Teil ein und schrSnken eine Verkurzung der Taktzei- 
ten ein, da die Evakuierungszeiten und die Beschichtungszeiten 
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physikalisch bedingt nicht weiter zu verringern sind. 

Eine Verringerung der Schleusentaktzeiten ergibt sich bei- 
spielsweise aus der Anordnimg von einer Vorvakuumschleusenkam- 
mer und einer Trans ferkainmer mit mehreren Diruckstuf en, bekannt 
aus der DE 198 08 163 Cl . Durcti spezielle StrOmungselemente 
wird das Kaimiervo lumen der Trans ferkammer in mehrere Puffersek- 
tionen unterteilt, so dass stufenweise eine Druckentkoppelung 
des Prozessbereiches von der Vorvakuumschleusenkammer bewirkt 
wird. Damit wird eine solche Stabilisierung des Druckgradienten 
zwischen der Vorvakuiomschleusenkairaner und der. Prozesskairaner er- 
reicht der weitere Zwischenvakuumkammern mit ihr^ Schleusen- 
ventilen uberfliissig macht. Damit entf alien auch die Betati- 
gungszeiten fur die Schleusenventile der Zwischenvakuxamkammem. 
Nachteilig an dieser Losung ist jedoch, dass diese Transferkam- 
mer einen hohen bautechnischen Aufwand erfordert und einen er- 
heblichen Platzbedarf hat. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, das Schleusensystem 
der Vakuumbeschicht-ungsanlage so zu gestalten, dass die Gesamt- 
taktzeit des Schleusensys terns verringert und gleichzeitig der 
bau- und anlagenteclmische Aufwand vermindert wird. 

Die Aufgabe wird dadurch gelost, dass die Vorvakuumsschleusen- 
kammer direkt an die Trans ferkammer angrenzt und in der Vorva- 
kuumsclileusenkaitaner das Feinvakuiom einstellbar ist. Eine geson- 
derte Feinvakuumschleusenkammer ist erf indungsgemafi nicht mehr 
erforderlich. Das Feinvakuum in einer Feinvakuumdruckstuf e, die 
dem Prozessvakuumdruck sehr nahe kommt, wird direkt in der Vor- 
vakuimisschleusenkammer erzeugt. Dies wird realisiert durch eine 
pumpentechnische Erweiterung des ublichen Vorvakuumpumpensys- 
tems in der erf indungsgemaSen Kombination mit Turbomolekular- 
pumpen, deren Einsatz zur Evakuierxing der Vorvakuumsschleusen- 
kammer bisher technisch nicht moglich war. Ublicherweise war 
eine Turbomolekularpumpe erst ab einen absoluten Druck von ca. 
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2-10"^ bar einsetzbar, bei h5herem Druck fiihrten die zu hohen 
Gasanteile im F5rdermedium zu StSrungen wegen erheblicher Rei- 
bung und warmebildTjng. Mit der Weiterentwickltong der Turboitiole- 
Icularpuittpen wurden diese druckvertraglicher, so dass sie be- 
reits bei einem absoluten Druck von ca. lO'^ bar eingesetzt 
werden kSnnen. Dies ermOglicht nunmehr eine Zuschaltvmg der 
Turbomolekularpumpen ab einen Kammerdruck der Vorvakuumscbleu- 
senkammer von ca. 10"^ bar, welcher vom Vorvakuumpumpensystem 
bereitgestellt wird. 

Mit dem Wegfall der gesamten Feinvaku\jinschleusenkainmer entfal- 
len auch ihre Schleusenventile, was zur Einsparung der Venti- 
loffniings- und SchlieSzeiten der Feinvakuuitischleuseiikainmer 
fvihrt iind die Stillstandszeit des Substrates verringert. Ge- 
samttaktzeit des Schleusensys terns wird somit vorteilhaft redu- 
ziert. Gleichzeitig entfailt der bauliche Platzbedarf fiir die 
Feinvakuumschleusenkammer beidseitig der Vakuumbeschichtungsan- 
lage. 

In einer vorteilhaf ten Ausgestaltving der LSsung sind ein Vorva- 
Icuumpumpsystem \xnd ein Feinvakuumpumpsystem jeweils mit der 
Vorvakuumschleusenkammer verbindbar. Das tibliche Vorvakuuinpump- 
system zur Erzeugung des Vorvakuums und das Feinvakuijmpuinpsys- 
tem zur Erzeugiang des Feinvakutims werden an die Vorvakuum- 
schleusenkammer mittels ansteuerbare Stellventile parallel ne- 
beneinander angeschlossen und realisieren in einer sequenziel- 
len Betriebsweise eine Druckkaskade bis zoor Erreichiang einer 
FeinvakuTjmdruckstufe in der vorvakuiimschleusenkammer, die dem 
Prozessvakuumdruck sehr nahe kommt. Dabei wird zunachst das 
Vorvakuumpumpsystem betrieben, wobei parallel das Feinvakuum- 
pumpsystem in einer Bereitschaf tsschaltung bis zum seinem Be- 
triebseinsatz gegen zur Vorvakuumschleusenkammer geschlossene 
Stellventile betrieben wird. wahrend dieser Phase erzeugt die 
Vorpurape des Feinvakututtptimpensystems mit geringer Leistung ein 
Sttitzvakuumdruck im Anschlussnetz diese Pumpensystems unter dem 
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die Hauptpumpe anlaufen kann. Ihre voile Leistiong erreiclit die 
Vorp\impe erst mit der Zuschaltung des Feinvakuumpuitipensys terns 
an die Vorvakuumschleusenkaitimer zum Herstellen des erforderli- 
chen Hochvakuumenddruckes . Mit geringem regelixngstechnischen 
Aufwand kOimen somit die bekannten Pumpensysteme fiir die Vorva- 
kuTuaschleuseiikainmer und die Feinvakuumsclileusenkainmer wieder 
verwendet werden. 

Eine zweckmaSige Ausfiihrung der Erfindung ergibt sich daraus, 
dass das Vorvakuumpumpsystem mit dem FeinvakuiJit5>vunpsysteni ver- 
bindbar ist. Mit einer medienseitigen Verbindung neben der je- 
weils direkten Anschlussleitimg der beiden parallel betriebenen 
Pxampsysteme wird es mSglich, Bauteile des Vorvakuuii5)umpsystem 
fiir den Betrieb des Feinvakuiunpumpsys terns zu nutzen und umge- 
kehrt. Das kann zum Beispiel ntitzlich sein, wenn eine Puitipe ei- 
nes Pumpsystems in StSrung geht. Pumpen des parallelen Pumpsys- 
tems kSnnen sofort ersatzweise zugeschaltet werden. 

In einer besonders gttnstigen Fortbildung der Erfindung ist die 
Druckseite einer Hauptpun^ie des Feinvakuumpumpsys terns mit der 
Saugseite einer Stiitzpumpe verbunden \ind die Druckseite der 
Hauptpumpe des Feinvakuuitipumpsystems mit der Saugseite einer 
Hauptpumpe des Vorvakuumpuir^sys terns durcb eine Verbindungslei- 
tung mit Stellventil verbindbar. Hierbei wird das vorvakuum- 
pumpsystem als Vorpumpe des Feinvakuuitpuinpsystems genutzt. Die 
direkte Anschlussleitung des Vorvakuumspumpensys terns an die 
Vorvakuumschleusenkammer wird bei entsprechend erreichter 
Druckstufe durch VentilschlieSung geschlossen und gleiclizeitig 
das Stellventil der als Bypass wirkenden Verbindungsleitung ge- 
esffnet, so dass das Vorvakuuitpumpsystem mit der Hauptpumpe des 
Feinvakuumpumpsystem in Reihenschaltung betriebsbereit verbun- 
den ist. Gleichzeit mit dem Offnen des Bypassventils wird das 
Ventil der Anschlussleitung des Feinvakuumpumpsystems an die 
vorvakuumschleusenkammer geOffnet, somit kann das Vorvakuums- 
pumpsystem als Vorpumpe des Feinvakuumpumpsystems dienen. Die 
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eigentliche Vorpunpenanordnimg des Feinvakuurnpuitipsys terns ist in 
der tiblichen Aus f iSliriing und Leistiang nicht mehr erf orderlich. 
Es muss druckseitig lediglich eine Stiitzptunpe minimaler Leis- 
t\mg vorhanden sein, die fur Hauptpumpe des Feinvakuuinpuit5>sys- 
tems in deren Anlauf- und Bereitschaf tsphase bei geschlossenen 
Stellventilen einen Vaku\jmst\itzdruck realisiert, damit die 
Hauptpvunpe des Feinvakuurapumpsys terns jederzeit einsatzfahig 
ist. 

An eineiti Ausfiihrungsbei spiel wird die Erfindung erlautert. In 
der zugeherigen zeichnung ist das eingabeseitige Schleusensys- 
tem 1 fiir in-line-Beschichtungsanlagen schematisch dargestellt. 
Es sind dabei nur die fur die Erfindiing relevanten Bauteile 
dargestellt. Im erf indiingsgemaSen Schleusensystem 1 schlieSt • 
sich an die Vorvakutimschleusenkainmer 2 die Trans ferkammer 3 an, 
die wiederum direkt an der Beschichtungskammer 4 anliegt. Die 
einzelnen Kammem sind durch Schleusenventile 5 vakuumtechnisch 
von einander getrennt. Das Vorvakuixm wird in der Vorvakuiim- 
schleusenkammer 2 von zwei parallel an die Vorvakuijmschleusen- 
kammer 2 angescblossenen Vorvakuumpvimpsystemen 6 erzeugt. Diese 
Pumpsysteme bestehen aus je einer Walzkolbenpunpe (Rootspumpe) 
7 als Hauptp\impe 8 und einer in Reihe geschalteten Drehschei- 
benpuitvpe 9 als Vorpumpe 10. Beide Anschlusse des Vorvakuumpump- 
systems 6 sind durch Stellventile 11 von der Vorvakuumschleu- 
senkammer 2 trermbar. Zu diesen Vorvakuumpuinpsystemen 6 ist pa- 
rallel ein Feinvakuumpuitvpsystem 12 mit vier Turbomolekularpum- 
pen 13 als Hauptpumpen 14 in parallel er Anordnung an die Vorva- 
kuumschleusenkammer 2 angeschlossen. Diesen Hauptpumpen 14 ist 
eine Drebscheibenptimpe 9 kleiner Leistxing als Statzpumpe 15 in 
Reihenschaltung zugeordnet. Auch die Anschltisse des Feinvakuum- 
pumpsystems 12 sind durch Stellventile 16 von der Vorvakuum- 
schleusenkammer 2 trennbar. Eine Verbindxjngsleitung 17 zwischen 
der Druckseite der Hauptptarapen des Feinvakuiamsys terns 14 und der 
Saugseite der Hauptpumpe eines der beiden Vorvakuximsysteme 8, 
trennbar diirch ein weiteres Stellventil 18, realisiert eine 
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Bypass schaltijng zwischen beiden Vakuumsystemen. Nachdem ein o- 
der mehrere Sxibstrate in die vorvakuumsclileusenkaiianer 2 einge- 
bracht worden sind, wird das Vor-vakuiom durch den Betrieb der 
Vorvakuxjmpxjittpsysteme 6 eingestellt. wahrenddessen sind die 
Stellventile des Feinvakuvunsys terns 16 und das Stellventil der 
Verbindungsleitimg 18 geschlossen. Gleichzeitig werden die Tur- 
bomolekularpunpen 13 bereits in einer Bereitschaf tsbetriebsstu- 
fe betrieben. Die Turbomolekularpumpen 13 erfordem entspre- 
chend ihrer Bauweise eine lange Anlaufzeit von bis zu 15 min. 
Mit einer VakuiJindrucksttitze k5nnen sie nach der Anlaufzeit je- 
doch in sofortiger Einsatzbereitschaf t gehalten werden. Die 
Tiirbomolekularp\impen 13 werden daher in Dauerbetrieb gefahren, 
wobei in der Bereitschaf tsbetriebsstufe bei geschlossenen 
Stellventilen 11,16 die den Turbomolekularpumpen 13 vorgeschal- 
tete Stutzpxratpe 15 einen Vakuumstatzdruck von ca. 10"^ bar fOr 
die Turbomolekiilarpumpen 13 erzeugt. Da das zu fSrdernde Saug- 
volumen dabei gegen null geht, ist nur eine geringe Leistung 
der Stiitzpun5)e 15 z\ir Erreichxang des Vakuumstutzdruckes erfor- 
derlich. Ist ein Vorvakuxun von ca. 10"^ bar in der Vorvakuum- 
schleusenkaramer 2 erreicht, werden die Stellventile der Vorva- 
kuuii5)iarapsysteme 11 geschlossen \and gleichzeitig die Stellventi- 
le des Feinvakuxjmpumpsystem 16 und das Stellventil der Verbin- 
dungsleitijng 18 geSffnet. Die Turbomolekularpumpen 13 saugen 
nion in ihrer Arbeitsbetriebsstuf e aus der Vorvakutunschleusen- 
kammer 2 ab, wobei das Ober die Verbind\ingsleitung 17 zuge- 
schaltete Vorvaku\3rapuittpsystem 6 nun in der Funktion als Vorpum- 
pe des Feinvakuxonpximpsys terns 12 betrieben wird und eine geson- 
derte leistungsf Shige Vorpumpe far die Turbomolekularpumpen 13 
eingespart wird. Im direkten Anschluss an die Xrorvakuumerzeu- 
gymg in der Vorvakuumschleusenkammer 2 wird das Feinvakuum nahe 
des Prozessvakuumdruckes von ca. 10"'* bis 10"^ bar erzeugt, ohne 
dass das Substrat weitere Schleusenkammem passieren muss. Die 
gesamte Schleusentaktzeit bis zvxa Erreichung des Feinvakuxoms 
reduziert sich somit auf ca. 60 sek. 
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Schleusensystem filr eine vakuuinbescliichtungsanlage 

Bezugs zeiclienli s t e 



1 Schleusensystem 

2 Vorvakuiims chl eus enkammer 

3 Trans ferkammer 

4 BeschichtTingskammer 

5 Schleusenventil 

6 Vorvakuumpumpsystem 

7 waizkolbenpumpe (Rootspximpe) 

8 Hauptpiampe des Vorvakuumpumpensys terns 

9 Drehscheibenpixrrqpe 

10 Vorpumpe des Vorvakuiompumpensys terns 

11 Stellventil des Vorvakuumpump systems 

12 Feinvakuumpumpsys tern 

1 3 Turbpmo 1 ekul arpumpe 

14 Hauptpiompe des Feinvakuxompumpensys terns 

15 Stiitzpumpe 

16 Stellventil des Feinvakuiomptuapsys terns 

17 Verbindungsleitxing 

18 Stellventil der Verbindungsleitung 
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Schleusensystem £ur eine Vakuxiinbesclilchtungsanlage 

Patentanspruche 

1. Schleusensystem fur eine Vakuijmbeschiclitimgsanlage zum Be- 
schichten von Substraten, die in einer Transportrichtung 
durch die Vakuumbescliichtimgsanlage bewegbar sind, mit 
ein- und ausgabeseitig jeweils einer Vorvakuumschleusen- 
kammer und einer an eine Beschichtungskairaner angrenzende 
Trans ferkammer, wobei in Transportrichtung vor der einga- 
beseitigen und in Transportrichtung nach der ausgabeseiti- 
gen Trans ferkammer ein Feinvakuum einstellbar ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vorvakuumsschleusenkammer (2) di- 
rekt an die Trans ferkammer (3) angrenzt und in der Vorva- 
kuumschleusenkammer (2) das Feinvakuum einstellbar ist. 

2. Schleusensystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass ein Voirvakuiiittpumpsystem (6) und ein Feinvakuumpiamp- 
system (12) jeweils mit der Vorvakuucnschleusenkammer (2) 
verbindbar sind, 

3. Schleusensystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Vorvaku-umpumpsystem (6) mit dem Feinva- 
kuiampumpsystem (12) verbindbar ist* 

4. Vakuxxtnbeschichtungsanlage nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennz ei chne t ; das s die Druckseite einer Hauptpumpe des 
Feinvakuumpiunpsys terns (14) mit der Saugseite einer Sttitz- 
pxirtrpe (15) verbunden ist und die Druckseite der Hauptpuitrpe 
des Feinvakuumpumpsys terns (14) mit der Saugseite einer 
Hauptpumpe des Vorvakuumpuinpsys terns (8) durch eine Verbin- 
dungsleitumg (17) mit Stellventil (18) verbindbar ist- 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Inte^lonal Application No 

PcVdE2004/002265 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 C23C14/56 



According to Internallona) Patent Classtflcalion (IPC) or to both nattona) classffiealton and TO 



B. RELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (dassifteallon system followed by classification synnbols) 

IPC 7 C23C 



Documentation searched other than minfanum documentation to the extent that such documente are Included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of database and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal, PAJ 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category * Citatton of document, with indicalionp where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to Claim No. 



us 5 538 610 A (GESCHE ET AL) 

23 July 1996 (1996-07-23) 

column 3, line 36 - line 43; figure 1 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 014, no. 045 (E-0880), 
26 January 1990 (1990-01-26) 

6 JP 01 276554 A (TERU BARIAN KK), 

7 November 1989 (1989-11-07) 
abstract 



1-4 



1,2 



US 6 503 379 81 (KIDD JERRY D ET AL) 
7 January 2003 (2003-01-07) 
column 1, line 20 - line 32; figure 8 
column 21, line 61 - column 22, line 32 



3,4 



□ 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



Patent family members are listed in annex. 



Special categories of cited documents : 

*A' document defining the general state of the art which Is not 

considered to be of particular relevance 
•E* earlier document but published on or after the International 

filing date 

•L* docunnent which may throw doubts on priority clalm(s)or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

'C document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

'P* dCcumeni published prior to the international filing date but 
later than the priority dale claimed 



'T* later document published after the InlematfonatfiDngd^e 
or priority date and not in conflict with the appHcallon but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
Invention 

'X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document Is taken alone 

"V document of particular relevance; the claimed Invanllon 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document Is combined v^rith one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
mthe art. 

document memlser of the same patent family 



Date of the actual completion of the Intemaltonal seardi 



23 February 2005 



ObAb of mailing of the international search report 



03/03/2005 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL--2280HVRqswQk 
TeL (4^1-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (431-70) 340-3016 



Authorized officer 



Ekhult, H 



Foim PCT/ISA/&10 (second sheet) (January aO04) 



INIgRNATIONAL SEARCH REPORT 

VKf onnatlon on patent family members 


lnte^||3nal Application No 

PcVdE2004/002265 


Patent document 
cited In search report 


Publication 
dEite* 


Patent family 
niember(s) 


Publication 
date 



us 5538610 



23-07-1996 



DE 
JP 



4428136 Al 
8060338 A 



15-02-1996 
05-03-1996 



OP 01276554 A 07-11-1989 NONE 



US 6503379 


Bl 


07-01-2003 AU 


6478201 A 


03-12-2001 




CA 


2410347 Al 


29-11-2001 






EP 


1290715 A2 


12-03-2003 






JP 


2003534458 T 


18-11-2003 






UO 


0190436 A2 


29-11-2001 






US 


2003121776 Al 


03-07-2003 






US 


2003136670 Al 


24-07-2003 






ZA 


200209993 A 


26-01-2004 



Rnn PCT/lSA/210 ipatatH famiry annox) (Januaiy 2004) 



INTERNATIONi^ER RECHERCHENBERICHT 



lnta|Kiona1cs Aktenzeiehen 

P^DE2004/002265 



A. KLASSIFIZIERUN6 DES ANMEUOUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 C23C14756 



Nach der intematfonalen PatentklasslflkaUon (IPK) Oder nach der naUonaten KtassifiKatton und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter MindestprOfstoff (KlassifikationSGystem und Klassifllcatiorissymbole ) 

IPK 7 C23C 



Recherchierte aber nicM zum MindeslprOfstofT gehorende VerdffentUchungen, sowett diese unter die recheichlerten Geblete mnen 



W&hrend der intemaUonalen Redierche konsultterte eleKtronische Datenbank (Name der Datenbank und evU. verwendete Suchbegrlffe) 

EPO-Internal , RAJ 



C. ALSWESENTLICHANGESEHENEUMTERLAGEN 



Kalegorie* Bezeichnung der Verdffentllchung, sowett eifordetlich unter Angabe der In Betracht kommendan Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



us 5 538 610 A (GESCHE ET AL) 

23. Jull 1996 (1996-07-23) 

Spalte 3, Zelle 36 - ZeUe 43; Abblldung 1 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

Bd. 014, Nr. 045 (E-0880), 

26. Januar 1990 (1990-01-26) 

& JP 01 276554 A (THRU BARIAN KK), 

7. November 1989 (1989-11-07) 

Zusainmenfassung 



1-4 



1,2 



US 6 503 379 Bl (KIDD JERRY D ET AL) 

7. Januar 2003 (2003-01-07) 

Spalte 1. Zeile 20 - Zeile 32; Abblldung 8 

Spalte 21, ZeUe 61 - Spalte 22, ZeUe 32 
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□ 



Wettere VerGffentlichunsen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnetimen 
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Sletie Anhang raentfatrdte 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentllchungen : 
*A* Verfiffentlichung, die den allgemeinen Stand dar Technik deflniert, 
aber nlcht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

"E' dtteres Dokument, das jedoch erst am Oder naititi dem tntemattonalen 
Anmeldedaium verSffentlicht worden Est 

*L' VerSffentlichung, die geeignet ist, einen Priorftatsanspnjch zwelfelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das VerOffentUctiungsdatum einer 
anderen im Recherchenbertcht genannten VerdfTentKchung belegtwerdan 
soil Oder cfie aus einem anderen besonderen (3njnd angegeben ist (wie 
ausgefOhrt) 

'O* Verdffentllchung, die elchaufebiemOndliche Offenbarung. 

e!ne Benutzung, eine Ausstellung Oder andera MaBnahmen bezfeht 
'P* Veroffentlichung, die vor dem Intemationalen Anmeldedaium. aber nach 

dem beanspruchten Prioritatsdalum verSfferrtlteht worden i3t 



*T Spatere Ver&ffenlllchung did nach dem imematlonalen Anmeldedaium 
Oder dem Pnorftfttsdatum verSff^ntHcht worden ist und mtt der 
Anmeldung nictil kollldlert. sondern nur zum Verstandnls des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prlnzips oder der ihr zugrundeDegenden 
Theorle angegeben Ist 

*X" Verdffentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann aflein au^njnd dieser VerdTfentOchung nictit als neu oder auf 
erfinderlscherTatlghBit beruhend betrachtet werden 

■Y" VefdffientRchungvon besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindting 
kann nlcht als auf erfinderlscher Tdtlgksit beruhend betrachtet 
vtrerden. wenn die VerSffentllchung mftetnerodor mehreren anderen 
VerotfentDchungen dieser Kalegorle In Verblndung gebractu wird und 
diese Verbindung fUr einen Faohmann naftelisgendlst 

*&' VeroffentRchung, die MitgSed derselben Patentfarnine Ist 
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Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 
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Fax: (t31-7Q) 340-3016 
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